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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成21年11月26日(2009.11.26)

【公表番号】特表2009-518633(P2009-518633A)
【公表日】平成21年5月7日(2009.5.7)
【年通号数】公開・登録公報2009-018
【出願番号】特願2008-543686(P2008-543686)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｆ   1/66     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  29/02     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  29/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｆ   1/66    　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ  29/02    　　　　
   Ｇ０１Ｎ  29/18    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成21年10月7日(2009.10.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　流体の流量測定のために、流体が流れる通路を有する超音波測定区画（１）と、流体の
流れ方向で離間して前記超音波測定区画（１）に配置された２つの超音波送受波器（２，
３）とを備え、音波が前記超音波送受波器（２，３）間で少なくとも２つの反射体（４）
を介してｚ状に案内され、前記超音波測定区画（１）はプラスチックから成る１部材から
構成され、前記反射体は前記超音波測定区画（１）の通路の壁の傾斜面にあることを特徴
とする超音波測定器。
【請求項２】
　前記超音波測定区画（１）が階段状に構成された通路として実施されていることを特徴
とする請求項１記載の超音波測定器。
【請求項３】
　前記超音波測定区画（１）が階段状に構成された通路として実施され、少なくとも２つ
の前記反射体（４）が前記通路の傾斜面にあることを特徴とする請求項１または２記載の
超音波測定器。
【請求項４】
　前記超音波測定区画（１）が高純度テフロン（登録商標）から製造されていることを特
徴とする請求項１ないし３の１つに記載の超音波測定器。
【請求項５】
　前記超音波測定区画（１）が１部材から製造されていることを特徴とする請求項１ない
し４の１つに記載の超音波測定器。
【請求項６】
　前記超音波測定区画（１）が射出成形によって製造されていることを特徴とする請求項
１ないし５の１つに記載の超音波測定器。
【請求項７】
　前記反射体（４）が金属、空気またはプラスチックから成ることを特徴とする請求項１
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ないし６の１つに記載の超音波測定器。
【請求項８】
　前記反射体（４）が前記超音波測定区画（１）の内面または外面にあり、または前記超
音波測定区画（１）の壁体内に射出成形されていることを特徴とする請求項１ないし７の
１つに記載の超音波測定器。
【請求項９】
　前記反射体（４）のある前記超音波測定区画（１）の壁体が丸みを有することを特徴と
する請求項１ないし８の１つに記載の超音波測定器。
【請求項１０】
　前記超音波測定区画（１）に温度測定センサ（７）が取付けられていることを特徴とす
る請求項１ないし９の１つに記載の超音波測定器。
【請求項１１】
　請求項１ないし９の１つに記載の超音波測定器の超音波測定区間（１）を用いて流体の
流量を測定するために、音波が送受波器（２，３）間で少なくとも２つの反射体（４）を
介してｚ状に導かれる流量測定方法において、流体が１部材のプラスチック部品の通路を
通って導かれ、前記音波が前記通路の壁の傾斜面で反射されることを特徴とする流量測定
方法。
【請求項１２】
　前記音波が階段状に構成された前記超音波測定区画（１）を通して案内されることを特
徴とする請求項１１記載の流量測定方法。
【請求項１３】
　前記音波が金属、空気またはプラスチック製の前記反射体（４）を介して案内されるこ
とを特徴とする請求項１１または１２記載の流量測定方法。
【請求項１４】
　気体または液体の流量が測定されることを特徴とする請求項１１ないし１３の１つに記
載の流量測定方法。
【請求項１５】
　流量測定に追加して前記流体の温度が測定されることを特徴とする請求項１１ないし１
４の１つに記載の流量測定方法。
【請求項１６】
　前記音波が前記超音波測定区画（１）の内側または外側に配置される前記反射体、また
は前記超音波測定区画の壁体内に射出成形された前記反射体（４）で導かれることを特徴
とする請求項１１ないし１５の１つに記載の流量測定方法。
【請求項１７】
　請求項１ないし１０の１つに記載の超音波測定器の超音波測定区画（１）を製造するた
めに、
（ａ）階段状輪郭を一緒に形成する２つの拡張された滑り子（８，９）が並置されるステ
ップ、
（ｂ）超音波測定区画（１）が射出成形によって滑り子（８，９）の周りに製造されるス
テップ、
（ｃ）前記両滑り子（８，９）が前記超音波測定区画（１）の異なる側で引き出されるス
テップ
を有することを特徴とする超音波測定器の製造方法。
【請求項１８】
　次に、前記超音波測定区画（１）の外側に超音波送受波器（２，３）が取付けられるこ
とを特徴とする請求項１７記載の超音波測定器の製造方法。
【請求項１９】
　反射体（４）が前記超音波測定区画（１）の外側または内側に取付けられ、または前記
超音波測定区画（１）の壁体内に射出成形されることを特徴とする請求項１７または１８
記載の超音波測定器の製造方法。
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【請求項２０】
　前記超音波測定区画（１）が高純度テフロン（登録商標）から製造されることを特徴と
する請求項１８または１９記載の超音波測定器の製造方法。
【請求項２１】
　前記超音波測定区画（１）に温度センサ（６）が取付けられることを特徴とする請求項
１８ないし２０の１つに記載の超音波測定の製造方法。
【請求項２２】
　請求項１８ないし２１の１つに従って製造された超音波測定器において、超音波測定区
画（１）が一部品で製造されていることを特徴とする超音波測定器。
【請求項２３】
　前記超音波測定区画（１）が音波（６）のｚ状経路を有することを特徴とする請求項２
２記載の超音波測定器。
【請求項２４】
　前記超音波測定区画（１）がテフロン（登録商標）から製造されていることを特徴とす
る請求項２２または２３記載の超音波測定器。
【請求項２５】
　前記超音波測定区画（１）が少なくとも２つの反射体（４）を含み、この反射体が前記
超音波測定区画（１）の内面または外面にあり、または前記超音波測定区画（１）の壁体
内に射出成形されていることを特徴とする請求項２２ないし２４の１つに記載の超音波測
定器。
【請求項２６】
　前記超音波測定区画（１）に温度測定センサ（７）が取付けられていることを特徴とす
る請求項２２ないし２５の１つに記載の超音波測定器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　これらの課題は特に、流体の流量測定のために、流体が流れる通路を有する超音波測定
区画と、流体の流れ方向で離間して超音波測定区画に配置された２つの超音波送受波器と
を備え、音波が前記超音波送受波器間で少なくとも２つの反射体を介してｚ状に案内され
、超音波測定区画はプラスチックから成る１部材から構成され、反射体は超音波測定区画
の通路の壁の傾斜面にあることによって解決される。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１５】
　これらの課題は特に、本発明に係る超音波測定区画を用いて流量を測定するために、音
波が送受波器間で少なくとも２つの反射体を介してｚ状に導かれる流量測定方法において
、流体が１部材のプラスチック部品の通路を通って導かれ、音波が通路の壁の傾斜面で反
射されることによって解決される。
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